
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

イオン化した空気を１以上の プローブの先端
部付近に吹き付けることを含む、プローブの清掃方法。
【請求項２】
さらに、前記イオン化した空気を前記プローブの先端部付近に吹き付ける間、前記プロー
ブの先端部付近の空気を吸引することを含む、請求項１に記載の清掃方法。
【請求項３】
さらに、前記イオン化した空気を吹き付ける前に又は吹き付けた後に前記プローブの先端
を研磨部材に押し付けることを含む、請求項１又は２に記載の清掃方法。
【請求項４】

イオン化した空気を１以上の プローブの先端
部付近に吹き付けるイオナイザとを含む、プローブの清掃装置。
【請求項５】
さらに、前記プローブの先端部に向けて開放する吸引口を有するベース部材と、前記吸引
口に連通された排気用空気通路とを含み、前記イオナイザは前記ベース部材に配置されて
いる、請求項４に記載の清掃装置。
【請求項６】
さらに、前記プローブの先端を押し付けるべく前記ベース部材に配置された研磨部材を含
む、請求項４又は５に記載の清掃装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、集積回路のような平板状被検査体の通電試験に用いるプローブカードのプロー
ブを清掃する方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
集積回路の通電試験に用いるプローブカードにおいては、通電試験時にプローブの先端（
針先）が集積回路の電極部に押圧されて電極部を擦り、電極部の一部を削り取ることから
、電極部の削り屑のような異物がプローブの先端に付着することを避けることができない
。
【０００３】
そのような異物がプローブの先端に付着していると、プローブの先端と集積回路の電極部
との間の電気的接触状態が不確実になり、その結果検査自体が不正確になる。このため、
この種のプローブカードにおいては、プローブの先端に付着している除去する清掃作業が
行われている。
【０００４】
この種の清掃技術の１つとして、圧縮空気をプローブの先端部に吹き付けるものがある。
しかし、この従来技術では、付着物の一部は除去されるが、大部分の付着物は除去されな
い。
【０００５】
清掃技術の他の１つとして、シート材に砥粒を塗布して研磨材層を形成したサンドペーパ
のような研磨部材、スポンジのような基材の表面層に砥流を混入して研磨材層を形成した
研磨部材等を用い、プローブの先端を研磨材層に押圧している。
【０００６】
しかし、この従来技術では、圧縮空気をプローブの先端部に吹き付ける技術に比べると多
量の付着物を除去することはできるが、それでも多くの付着物が除去されることなく残存
する。
【０００７】
本発明者らは、種々の実験を行った結果、多量の付着物が残存する原因は、プローブ又は
付着物が帯電しているためであることを見いだした。図４に示すように、一般的な集積回
路の電極部用材料の酸化物であるアルミナは一般に正のイオンを有するのに対し、一般的
なプローブ用材料であるタングステンは一般に負のイオンを有する。このため、両者は付
着しやすく、分離しにくい。図４において、縦軸はぜーた電位を示し、横軸はｐＨを示す
。
【０００８】
【解決しようとする課題】
それゆえに、プローブの清掃技術においては、付着物をプローブから確実に除去すること
が重要である。
【０００９】
【解決手段、作用及び効果】
　本発明の清掃方法は、 イオン化した空気を１以
上のプローブの先端部付近に吹き付けることを含む。また、本発明の清掃装置は、

イオン化した空気を１以上のプローブの先端部付近に吹
き付けるイオナイザとを含む。
【００１０】
イオナイザは、空気をプローブの先端部への付着物の電位と逆の電位にイオン化するよう
に、予め設定される。そのような設定は、プローブ材料により決定することができる。そ
のような空気がプローブの先端部に吹き付けられると、プローブの先端部への付着物は、
電気的に中和されるか、又はプローブ先端部の電位の極性と同極性に帯電され、プローブ
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先端部から分離されやすい。
【００１１】
上記の結果、本発明によれば、そのような付着物は、自然に又は続いて吹き付けられる空
気によりプローブの先端部から離される。
【００１２】
本発明に係る清掃用方及び装置は、さらに、前記イオン化した空気を前記プローブの先端
部付近に吹き付ける間、前記プローブの先端部付近の空気を吸引することを含むことがで
きる。このようにすれば、プローブへの付着物は、プローブ先端部付近の空気と共に吸引
されて所定の箇所に集められる。
【００１３】
本発明に係る清掃用方及び装置は、さらに、研磨部材を設けてプローブの先端をその研磨
部材に押し付けることができる。イオン化した空気を吹き付ける前にプローブ先端を研磨
部材に押し付けるならば、多少の付着物が研磨部材により除去されるから、残りの付着物
をプローブ先端部の電位の極性に容易に帯電させることができる。イオン化した空気を吹
き付けた後にプローブ先端を研磨部材に押し付けるならば、付着物をより確実に除去する
ことができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１を参照するに、清掃装置１０は、集積回路の通電試験に用いるプローブカード１２に
備えられた複数のプローブ１４の先端部の清掃に用いられる。プローブカード１２は、複
数のプローブ１４を配線基板１６に配置した既知のものである。
【００１５】
清掃装置１０は、板状のベース部材２０と、ベース部材２０の上に配置されたイオナイザ
２２と、排気用空気通路２４とを含む。
【００１６】
ベース部材２０は、ベース部材２０を貫通する吸引口２６を中央に有する。吸引口２６の
上部分は、直径寸法が上方ほど大きい截頭円錐形の形状を有する。
【００１７】
イオナイザ２２は、空気を正又は負にイオン化する除電装置として市販されている既知の
ものであり、空気を吸引口２６の上方の箇所に向けて斜め上方に噴出する噴出口を有する
。イオナイザ２２は、高圧空気を図示しない圧縮機からチューブ２８を経て受け、その空
気をイオン化する。
【００１８】
排気用空気通路２４は、チューブ、ホース等により形成されており、また一端をベース部
材２０の下側において吸引口２６に連通され、他端を図示しない排気装置に接続されてい
る。
【００１９】
図２に示すように、清掃装置１０は、吸引口２６がプローブ１４に向けて上方に開放する
ように、検査装置３０内に少なくとのＸ方向（図２において、左右方向）へ移動可能に配
置される。
【００２０】
集積回路３２は、検査ステージ３４に配置された検査テーブル３６に配置されている。検
査ステージ３４は、検査テーブル３６及び集積回路３２を、Ｘ方向，Ｙ方向（図２におい
て、紙面に垂直の方向），Ｚ方向（図２において、上下方向）及びθ方向（上下方向に伸
びる軸線の周りの方向）へ移動させる既知の機構である。
【００２１】
イオナイザ２２は、空気をプローブの先端部への付着物の電位と逆の電位に、換言すれば
プローブ材料の帯電と同じ極性にイオン化するように、予め設定される。イオン化すべき
極性は、プローブ１４の材料の種類、集積回路３２の電極部の材料の種類等により決定す
ることができる。
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【００２２】
集積回路３２の通電試験の間、検査ステージ３４は検査テーブル３６及び集積回路３２を
プローブカード１２に下の検査位置に移動させており、清掃装置１０は、検査位置から離
れた待機位置に移動されている。
【００２３】
清掃時、検査ステージ３４は検査テーブル３６及び集積回路３２を検査位置から待機位置
と異なる位置、例えば集積回路の受け渡し位置に移動され、清掃装置１０は検査位置に移
動される。
【００２４】
清掃装置１０は、検査位置において、チューブ２８を介して圧縮空気をイオナイザ２２に
受け、その空気をイオナイザ２２においてプローブ１４の先端部への付着物の電位と逆の
電位にイオン化した後イオナイザ２２からプローブ１４の先端部に噴出する。
【００２５】
このように付着物の電位と逆の電位にイオン化された空気がプローブ１４の先端部に吹き
付けられると、プローブ１４の先端部への付着物は、電気的に中和されるか、又はプロー
ブ先端部の電位の極性と同極性に帯電され、プローブ先端部から分離されやすくなり、自
然に又は続いて吹き付けられる空気によりプローブの先端部から確実に離される。
【００２６】
イオン化した空気の噴出と同時に、清掃装置１０は、プローブ１４の先端部付近の空気を
吸引口２６に吸引する。これにより、付着物は、プローブ先端部付近の空気と共に吸引さ
れて所定の箇所に集められる。空気の流れを、図１及び図３において矢印で示す。
【００２７】
上記の結果として、清掃装置１０によれば、プローブ１４への付着物を確実に除去するこ
とができる。また、付着物を溶解させる薬品を用いる必要がないから、安全であり、その
ような薬品により作業環境を悪化させるおそれがない。
【００２８】
図３を参照するに、清掃装置４０は、研磨部材４２をベース部材２０に配置している、研
磨部材４２は、シート材に砥粒を塗布して研磨材層を形成したもの、又はスポンジのよう
な基材の表面層に砥流を混入して研磨材層を形成したのもであり、プローブ１４の真下と
なる位置に配置されている。
【００２９】
ベース部材２０の吸引口２６は、清掃装置４０においては、プローブ１４の先端部付近の
空気を吸引するように、研磨部材４２の周りに開放している。
【００３０】
この清掃装置４０を用いる場合、イオン化した空気をプローブ１４の先端部に吹き付ける
前又は吹き付けた後に、プローブ１４の先端を研磨材４２の研磨材層に押し付ける。
【００３１】
イオン化した空気をプローブ１４の先端部に吹き付ける前に、プローブ１４の先端を研磨
部材に押し付けるならば、予め多少の付着物が研磨部材４２により除去されるから、残り
の付着物をプローブ先端部の電位の極性に容易に帯電させることができる。
【００３２】
これに対し、イオン化した空気をプローブ１４の先端部に吹き付けた後に、プローブ１４
の先端を研磨部材４２に押し付けるならば、付着物をより確実に除去することができる。
【００３３】
本発明は、上記実施例に限定されない。本発明は、集積回路の通電試験用プローブを清掃
する技術のみならず、液晶基板のような他の平板状非検査体の通電試験用プローブを清掃
する技術にも適用することができる。本発明は、その趣旨を逸脱しない限り、種々変更す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る清掃装置の一実施例を示す正面図である。
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【図２】図１に示す清掃装置を配置した検査装置の一実施例を示す図であって、（Ａ）は
通電試験時の清掃装置とプローブカードとの位置関係を示し、（Ｂ）は清掃地の清掃装置
とプローブカードとの位置関係を示す。
【図３】本発明に係る清掃装置の他の実施例を示す正面図である。
【図４】各種の金属材料のゼータ電位とｐＨとの関係を示す図である。
【符号の説明】
１０，４０　清掃装置
１２　プローブカード
１４　プローブ
２０　ベース部材
２２　イオナイザ
２４　排気用空気通路
２６　吸引口
３０　検査装置
３２　集積回路
３４　検査ステージ
３６　検査テーブル
４２　研磨部材
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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